










































专利名称(译) 精密内窥镜成像系统

公开(公告)号 US6448545 公开(公告)日 2002-09-10

申请号 US09/483005 申请日 2000-01-18

[标]申请(专利权)人(译) SYNCROTRONICS

申请(专利权)人(译) SYNCROTRONICS CORP.

[标]发明人 CHEN MIN

发明人 CHEN, MIN

IPC分类号 A61B1/04 A61B5/00 A61B1/00 H01J40/14

CPC分类号 A61B1/042 A61B1/00186 A61B1/00193 A61B5/0073 A61B5/0084 H04N2005/2255

代理机构(译) MATZUK，STEPHEN G.

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

公开了一种用于低光环境或需要低水平这种辐射的环境的成像系统。这
种环境的例子是内窥镜检查，腹腔镜检查，乳房X线照相术和夜间摄影。
在辐射不是可见光的情况下，公开了一种辐射转换器及其制造方法。辐
射转换器包括涂覆在光纤窗口上的重闪烁体（例如CdWO 4）膜，以有
效地将辐射转换成可见光。使用聚焦电子轰击电荷耦合器件
（FEBCCD）或聚焦电子轰击互补金属氧化物半导体（FEBCMOS）将
可见光传递到信号放大器中以放大信号。还公开了使用该系统执行三维
成像以及消除高速移动的影响的新方法。
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